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Descripcion de las Competencias y Resultados del Aprendizaje
e Distinguir los mecanismos de interaccion entre la radiacion luminosa y los diferentes tipos de objetos
técnicos, de manera que puedan manejarse con soltura diferentes métodos 6pticos para medir varias
propiedades fisicas (presion, temperatura, humedad, topologia, etc.)
e Identificar las técnicas Opticas de medida méas apropiadas en cada caso o problema.
e Establecer las especificaciones de precision y tolerancia en funcién de los requerimientos de la medida
y, por lo tanto, cuél es el método éptico de medida y montaje mas adecuado.

Programa

Tebrico

Luz estructurada

Proyeccion y captacion de luz estructurada (lineas, puntos, franjas, etc.) en la medida de formas 3D y distancias-
posicionamiento. Introduccion al fendmeno Moiré y técnicas Moiré. Técnicas de deflectometria y aplicaciones.
Interferometria

Técnicas interferométricas (division de amplitud o de frente de ondas). Interferometria por desplazamiento
lateral. Comparacién con frente de onda aleatorio: Interferometria speckle. Modos de evaluacién de patrones
de interferencia y aplicaciones

Polarimetria.

Caracterizacion y medida de estados de polarizacion. Aplicaciones a medidas industriales y fotoelasticidad.

Manejo de otras interacciones luz-materia y disposiciones instrumentales

Absorcién, esparcimiento, onda evanescente, emisividad térmica. Espectrofotometria. Introduccion a los
sensores de fibra Optica. Tecnologias apoyadas en imagen. Instrumentacion de medida Optica en aplicaciones
industriales y manejo de patentes.

Préactico
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Practica 1 (2 sesiones): Medida de formas 3D (opacas y transparentes) por proyeccion y deflexion
de patrones de luz estructurada.

Préactica 2: Interferometria para la medida de coherencia, espesores, gradientes de temperatura,
etc...

Préactica 3: Técnicas deflectométricas. Imagen Schlieren para el estudio de fluidos y defectos.

Practica 4: Estudio de deformaciones intrinsecas y temporales en objetos transparentes mediante
el efecto fotoelastico.
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Sistemas de Evaluacién
e Examen tedrico: 40%

e Précticas: 20%
e Valoracion de trabajos tutelados y seminarios: 40%

Actividades Formativas con su Contenido en ECTS, su Metodologia de Ensefianzay
Aprendizaje, y su Relaciéon con las Competencias que debe Adquirir el Estudiante

Horas presenciales 44.5 h (30%)

Consistiran en clases tedricas y de problemas (27 horas) y sesiones de practicas (15 horas) junto con
sesiones de dudas y tutorias (2.5 horas)

Horas no presenciales: 105.5 h (70%)

Trabajo personal del alumno y preparacién de tutorias.



